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Современные технологии оценивают качество поверхности изделий по 
шероховатости, профилю поверхности, твердости, однородности и другим 
характеристикам. Поверхность стандартных подложек для 
микроэлектроники имеет величину выступов до сотни нанометров. 
Область наносистем требует поверхности с гораздо меньшими размерами 
выступов [1]. 

В области наноматериалов актуальной является задача создания 
технологии для получения гладких поверхностей с размерам и выступов, 
не превышающих нескольких нанометров. 

Для решения этой задачи предлагается обработать поверхность 
ситалловой пластины СТ 50-1 излучением СО2-лазера. Для аморфизации 
поверхности использовался лазер Trotec Speedy 100, с длиной волны 
когерентного излучения λ=10,6 мкм. Диаметр пучка в фокусе линзы 75 
мкм, мощность пучка на образце 10 Вт, максимальное значение плотности 
мощности излучения на поверхности составляло 1.8×109 Вт/м2 . За счет 
интерфейса установки плотность мощности изменялась от 25 до 100%. 

Контроль поверхности производился на сканирующем зондовом 
микроскопе (СЗМ) Solver Р47 PRO. Выявлено, что величина выступов до 
обработки составляла 100 нм, а после обработки уменьшилась до 3,5 нм, 
что уже приемлемо для работ в области наноматериалов [2]. 
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